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Pomiar promieniowania pola bliskiego za
pomocg skanera EMC




Oczekiwane efekty uczenia sie: wiedza lub umiejetnosci zawodowe w
zakresie dziedziny zawodowej, przydatne do wykonywania zawodu:

e Zapoznanie sie z celem i zakresem stosowania pomiarow pola bliskiego w ocenie kompatybilnosci
elektromagnetycznej urzadzen.

e Poznanie zasad dziatania oraz budowy skanera EMC.

e Zdobycie wiedzy na temat zrodet emisji promieniowanej i ich wptywu na kompatybilnos¢ elektromagnetyczng
systemow.

e Zapoznanie sie z typowymi zrédtami emisji w obszarze pola bliskiego.

e Nabycie umiejetnosci przygotowania stanowiska do pomiarowego z uzyciem skanera EMC.
e Poznanie procedur pomiarowych z uzyciem skanera EMC

e Umiejetnosc interpretacji wynikow i lokalizacji zréodet zaktocen.

e Umiejetnos¢ stosowania pomiarow pola bliskiego w procesie diagnostyki i poprawy konstrukcji urzadzen
elektronicznych.
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Oczekiwane efekty uczenia sie: w tym ksztattujgce umiejetnosci cyfrowe:

e Obstuga specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji emisji i analizy danych skanowania
EMC.
e Umiejetnosc zapisu i interpretacji wynikow w dedykowanym oprogramowaniu.

Oczekiwane efekty uczenia sie: w tym ksztattujgce umiejetnosci zwigzane
z transformacjg ekologiczna:

e Zrozumienie, ze wczesna diagnostyka Zzrodet emisji pola bliskiego przyczynia sie do eliminacji zaktécen na etapie
projektowania, zmniejszajac liczbe niezgodnych produktéw i koniecznos¢ ich przerdbek.

e Wspieranie procesow eko-projektowania przez optymalizacje emisji elektromagnetycznych juz na poziomie ptytki
PCB.
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Badanie odpornosci na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o czestotliwosci radiowej — PN-EN 61000-4-6 — podstawowe pojecia

> Sie€ odprzegajaca (urzadzenie odprzegajace)
Obwadd elektryczny lub urzadzenie zapobiegajgce wptywowi sygnatdw probierczych, doprowadzonych do
EUT, na inne urzadzenia, wyposazenie lub systemy, ktore nie sg badane.

» Generator probierczy
Generator (generator RF, zrodto modulacji, ttumiki, szerokopasmowy wzmacniacz mocy i filtry) zdolny do
generowania wymaganego sygnatu probierczego.

» Sita elektromotoryczna (SEM)
Napiecie na zaciskach idealnego zrodfa napiecia w reprezentacji elementu aktywnego.

» Wynik pomiaru
Odczyt napiecia na urzgdzeniu pomiarowym.

» wspotczynnik fali stojacej napiecia (WFSN)
Stosunek maksymalnej do sgsiedniej minimalnej wartosci napiecia wzdtuz linii.




Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC

. Near Field Probe Set




Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC

Pomiary reczng sondg pola bliskiego, problemy: Rozwigzanie problemu — skaner EMS08

* Niska powtarzalnos$¢: Trudnos¢ w utrzymaniu statej .

odlegtosci sondy od EUT wptywa krytycznie na
pomiar amplitudy. *  Wymiary obszaru roboczego: 316 mm na 218 mm

Czestotliwosc¢ pracy: 150 kHz — 8 GHz

* Brak stabilnosci: Niemoznos¢ utrzymania sondy .
nieruchomo przez dtuzszy czas nad elementami o
roznej wysokosci.

* Ograniczenia dynamiczne: Brak mozliwosci
skutecznego pomiaru ptytek w czasie rzeczywistym
pracy systemu.

* Waskie pole widzenia: Analiza punktowa zamiast
obrazowania catosciowego.

Rozdzielczos¢ pomiarowa: 7.5mm
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Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC

Emisja zaburzen promieniowanych pola elektrycznego jest trudnym zagadnieniem. Sposrod wielu metod
pomiaru w skanerze wykorzystywany jest pomiar w polu bliskim. Ma on wiele zalet w poréwnaniu do
pomiarow w polu dalekim.

Pierwsza z tych zalet jest mozliwos¢ rozpoznania bezposredniego zrédta promieniowania
elektromagnetycznego. Pierwszym zrédtem moze by¢ zmienne pole magnetyczne, ktére powstaje wokot
przewodow, w ktorych ptynie zmienny prad.

Drugim zrodtem moze by¢ pole elektryczne, ktore powstaje w okolicach przewodow, miedzy ktorymi
wystepuje zmienne napiecie. Za pomocg odpowiednich czujnikow pola mozemy wykry¢ miejsca
powstawania pol oraz ich natezenia, co pomaga konstruktorom-elektronikom w wykryciu zrodet zaburzen
pola bezposrednio w uktadach elektronicznych.

Zjawisko pomiaru pola za pomocg sond pola bliskiego zostato wykorzystane do budowy skanera. Na
specjalnej ptaskiej tacy zostaty umieszczone mate sondy pola. Przy zatozeniu, ze urzadzenie dziata w
stabilnym trybie pracy, na podstawie wykonanych po kolei pomiaréw z kazdej z sond pola, moze wykresli¢
,mape” wigzgcg zmierzone natezenie pola i ich czestotliwosci z geometryczng pozycjg jego zrodta.
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Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC - stanowisko

T

Skaner pola sktada sie z szeregu urzadzen, ktére tworzg system

pomiarowy. W jego sktad wchodza:

e taca pomiarowa z sondami pola bliskiego i ukfadem
przetgczajgcym - Y.I.C. Technologies model EMS08

e analizator widma - Signal Hound model BB60C

 komputer PC (laptop) z zainstalowanym oprogramowanie
sterujgcym Y.I.C. Technologies typ EMViewer

* mierzone urzadzenie — Astat model DEMO EFT/Burst (lub
podobny)




Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC - stanowisko
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Uktad tacy z czujnikami nalezy podtgczy¢ do interfejsu
komunikacyjnego i komputera PC jak na rysunku. Dalej wyjscie
koncentryczne RF typu SMA, za pomocg kabla
koncentrycznego, nalezy podtaczy¢ do wejscia RF analizatora
widma. Sam analizator widma takze nalezy podtaczy¢ do
komputera PC przez interfejs komunikacyjny. Testowane
urzadzenie nalezy utozy¢é na tacy pomiarowej skanera
i podfaczyc je do zasilania.

UWAGA:

Ze wzgledu na potencjalne zaburzenia rozktadu pola
mierzonego przez skaner nalezy unika¢ duzych elementow
metalowych i ferromagnetycznych w bliskiej odlegtosci od
stanowiska.




Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC - oprogramowanie

Po podtgczeniu stanowiska nalezy uruchomi¢ na komputerze PC (laptop) oprogramowanie EMViewer sterujgce
procesem pomiaru. Po uruchomieniu oprogramowania nalezy uruchomi¢ nowy projekt, a nastepnie klikngé na
nim prawym przyciskiem muszy i wybraé opcje ,Combined Node”, ktdérg pokazuje rysunek ponizej. Opcja ta
taczy ze sobg skan natezenia pola w przestrzeni z sumarycznym wynikiem pomiaru emisji. Takie potgczenie
wydaje sie by¢ najbardziej uzytecznym i intuicyjnym sposobem analizy wynikéw pomiaru.
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Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC - oprogramowanie

Po wybraniu opcji metody wykonywania pomiaru pojawi sie okno konfiguracji testu. Mozna w nim wybraé typ
uzywanego analizatora i co najwazniejsze trzeba zaznaczy¢ obszar, w ktérym ma zosta¢ wykonany skan. Obszar ten
zaznaczamy klikajac lewym przyciskiem myszy w lewym gdérnym rogu obszaru, trzymajgc caty czas lewy przycisk
myszy, przejecha¢ w prawo i w dot potrzebnego obszaru pomiarowego. Po tych czynnosciach nalezy przejs¢ do
zaktadki ,Analyzer”. W tej zaktadce nalezy zadeklarowaé zakres skanowanych czestotliwosci. Najbardziej celowy
wydaje sie skan w petnym zakresie czestotliwosci od 10MHz do 6000MHz. Optymalne jest takze pozostawienie RBW
100kHz i poziom referencyjny -50 dBm. Po kliknieciu ,,O0K” okno dialogowe sie zamknie.
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Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC - oprogramowanie

W celu rozpoczecia pomiaru nalezy klikng¢ lewy przyciskiem myszy na skonfigurowany tryb pomiaru ,,Combined
Node”, w lewym oknie oprogramowania, a nastepnie klikng¢ na zielony przycisk ze strzatkg —rysunek nizej. Celem
pomiaru jest okresSlenie poziomu zaburzen pola promieniowanego z testowanego urzgdzenia oraz rozktad tych
zaburzen w przestrzeni. Na gérnym wykresie znajdujg sie poziomy zaburzen w dziedzinie czestotliwosci. Po kliknieciu
w wybrane zaburzenie pojawia sie ponizej rozktad zamierzonych zaburzen skorelowany z punktami na tacy

pomiarowej skanera. e EEEE———— |
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Pomiar promieniowania pola bliskiego za pomocg skanera EMC

1. Skonfigurowanie pomiaru w zakresie 10MHz-6000MHz w zakresie obszaru mierzonego urzgdzenia

2. Przeanalizowanie wynikdw pomiaréw w zakresie:

- dla jakiej czestotliwosci wystepuje najwiekszy poziom zaburzen

- z ktorego elementu / obszaru mierzonego urzadzenie wystepuje najwieksza emisja zaburzen
3. * Wykonanie wybranych przyktadowych lekcji z dedykowang ptytkg PCB - osobna prezentacja.

*Zadanie dodatkowe
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